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OBJETIVOS DEL CURSO 

En el presente curso se estudian en profundidad, materiales y procesos relacionados con la 

Tecnología de Microsistemas, tanto los procedentes de la tecnología microelectrónica como 

aquellos expresamente desarrollados en el entorno de los microsistemas. Con esta base se 

estudian un conjunto de microdispositivos y sus aplicaciones en diferentes ámbitos. 

Tras finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de: 

• Indicar las principales características del entorno de trabajo en el ámbito de los 

microsistemas. 

• Relacionar diversos materiales con sus funcionalidades y aplicaciones en el ámbito 

de los microsistemas.  

• Describir las principales técnicas asociadas a la fabricación de microsistemas. 

Identificar y diferenciar las diversas alternativas existentes para la formación y 

depósito de películas delgadas, su litografía, la micromecanización de sustratos y, el 

ensamblado y encapsulado. 

• Describir el funcionamiento de los microdispositivos estudiados 

PROGRAMA 

Técnicas de fabricación de circuitos integrados 

Entorno de trabajo 

Materiales 

Formación y depósito de películas delgadas 

Técnicas litográficas 

Técnicas de micromecanización 

Micromecanización en superficie 

Micromecanización en volumen  

Técnicas de prototipado rápido y replicación 

Ensamblado y encapsulado 

Técnicas de pegado 

Ensamblado y encapsulado 

Microdispositivos y aplicaciones 

Microdispositivos 



 

Mercados 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

Asistencia a las clases teóricas 

Estudio personal 

Consulta de la bibliografía recomendada 

Realización de un ejercicio 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Ejercicio práctico: 50%. 

Asistencia e intervención en las clases: 50% de la nota. 
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